Schaden- und Werkstoffanalytik

Rasterelekironenmikroskopie

Die Rasterelektronenmikroskopie ist eine universell einsetzbare Technik fiir Forschung, Entwicklung, Qualitatspriiffung und
Schadenfall-Untersuchungen. Bauteile, Komponenten und neu entwickelte Werkstoffe kénnen beziiglich ihrer Material- und

Oberflacheneigenschaften untersucht und charakterisiert werden.

Zeiss EVO 60 Mikroskop

Die grosse Probenkammer erlaubt die Untersuchung von Proben
und Bauteilen bis maximal ca. 250 x 250 x 100 mm. Die Ausstattung
beinhaltet einen EDX-Detektor fir die Bestimmung von chemischen
Zusammensetzungen.

Diamantbelegtes Formwerkzeug

So funktioniert das Rasterelektronenmikroskop (REM)

Ein fein geblndelter Elektronenstrahl wird zeilenférmig Uber die
Oberflache des Untersuchungsobjektes geflhrt. Der dabei von der
Probe rickgestreute Elekironenstrom wird erfasst und auf dem
Bildschirm dargestellt.

Vorteile dieser Methode

Der wesentliche Vorteil der Rasterelektronenmikroskopie ist die hohe
Auflésung bei gleichzeitig grosser Tiefenschérfe. Vergrdsserungen
bis zu ca. 50'000fach konnen erzielt werden. Neben der genauen
Darstellung der Oberflachentopographie kénnen auch lokale Unter-
schiede in der Probenzusammensetzung sichtbar gemacht werden.
Elemente ab der Ordnungszahl 6 (inkl. O, C und N) sind qualitativ bis
halbquantitativ nachweisbar.

Einige Anwendungsgebiete

o Charakterisierung von Werkstoffen und Oberflachen

e Untersuchung von Bruchflachen aus Schadenfallen

o Qualitatskontrolle von Komponenten und Bauteilen

¢ Bestimmung der chemischen Zusammensetzung sehr kleiner
Proben

Interkristalline Korrosion an Metallgewebe
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